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Wysokowydajne detektory SE oraz 4 Quad BSE

EDS - analiza punktowa, skanowanie liniowe i mapowanie pierwiastkow
Mozliwos¢ pracy w niskiej prézni

Zmotoryzowany stolik XY

Eucentryczny stolik na probki

Katoda wolframowa o zywotnosci ponad 1000 godzin

Napiecie przyspieszajace 1-20 kV
Rozdzielczo$¢ ponizej 8 nm

Niskie koszty serwisowe
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Mikroskop | NANOS

Nastotowy mikroskop SEM z serii NANOS zapewnia wysoka rozdzielczos¢ obrazowania technikg SEM
przy niewielkich kosztach uzytkowania, umozliwiajac jednoczesnie szybka i doktadna analize
sktadu pierwiastkowego w potaczeniu ze zintegrowana spektroskopia dyspersji energii (EDS).

Kompaktowy, wytrzymaty oraz wszechstronny
nabiurkowy mikroskop SEM

NANOS to solidny nastotowy mikroskop SEM zaprojektowany
z wykorzystaniem najnowszych technologii, zapewniajacy szybkie,
wysokiej jakosci obrazowanie i analize pierwiastkowa. Jego
kompaktowa, nowoczesna konstrukcja sprawia, ze idealnie nadaje
sie do zastosowan badawczo-rozwojowych, edukacyjnych
i przemystowych.

System NANOS zapewnia btyskawiczny dostep do funkcji SEM,
dzieki czemu idealnie nadaje sie do laboratoridw, ktore chca
uniezalezni¢ sie od zewnetrznych wykonawcow ustug SEM lub chca
ograniczy¢ wykonywanie rutynowych zadan przy uzyciu wiekszych
modeli stacjonarnych. Dzieki niewielkim rozmiarom, doskonatej
stabilnosci systemu i braku koniecznosci posiadania dedykowanej
infrastruktury, NANOS idealnie pasuje do kazdego Srodowiska
laboratoryjnego.

Wysokowydajne detektory

Standardowo nastotowy mikroskop SEM NANOS jest wyposazony
zarowno w detektor elektronow wtdrnych (SED, Secondary Electron
Detector), jak i detektor elektrondw wstecznie rozproszonych (BSD,
Backscattered Electron Detector). Detektor SED rejestruje elektrony
emitowane z powierzchni prébki, generujgc wyrazne obrazy
o wysokiej rozdzielczosci, ktére ujawniajg szczegdtowa topografie
powierzchni.  Detektor ~BSD, wysokiej jakosci  detektor
4-segmentowy, zapewnia znakomity kontrast kompozycyjny dzieki
detekcji elektrondw wstecznie rozproszonych, wrazliwych na
roznice liczby atomowe. Jego kwadrantowa struktura umozliwia
rowniez zaawansowane tryby obrazowania, takie jak zacienianie
topograficzne. Do analizy pierwiastkowej mikroskop NANOS posiada
wbudowany krzemowy detektor dryfu (SDD, Silicon Drift Detector)
do badan metoda spektroskopii dyspersji energii (EDS, Energy
Dispersive Spectroscopy), ktory umozliwia szybka i doktadng
identyfikacje sktadu pierwiastkowego w szerokim zakresie probek.

Zaprojektowany z mysla o niskich kosztach utrzymania

Mikroskop NANOS zostat zaprojektowany z myslag o tatwosci serwisowania.
Konfiguracja typu ,plug-and-play (podtacz i uzywaj)” zapewnia szybka i prosta
instalacje, a zdejmowane panele i modutowe komponenty utatwiajg
konserwacje. Unikalng cechg mikroskopu NANOS jest brak ruchomych czesci
wewnatrz komory prézniowej — cecha konstrukcyjna niespotykana w innych
tego typu systemach — dzieki czemu nie wystepuje ryzyko zanieczyszczenia
i awarii mechanicznej. Dzieki minimalnej liczbie ruchomych czesci wiele
czynnosci konserwacyjnych moze by¢ wykonywanych przez uzytkownika, co
skraca do minimum okres przestoju i obniza koszty serwisu.

Intuicyjna obstuga dzieki platformie Discover

Platforma Discover firmy Semplor upraszcza obstuge dzieki intuicyjnemu
interfejsowi, wymagajgcemu minimalnego szkolenia. Przyjazne dla
uzytkownika elementy sterujgce pozwalajg nawet poczatkujacym
uzytkownikom szybko osigga¢ wysokiej jakosci wyniki, co czyni jg idealnym
rozwigzaniem dla laboratoriow o réznym poziomie doswiadczenia.

Stolik eucentryczny - funkcja standardowa

Mikroskop NANOS jest wyposazony w unikalny stolik eucentryczny,
ktéry zapewnia utrzymanie ostrosci obrazu probek podczas pochylania,
eliminujgc konieczno$¢ regulacji ustawien SEM. Ruch silnika w ptaszczyznie XY
jest sterowany za pomocg oprogramowania, natomiast katy pochylenia s3
regulowane recznie z podgladem w czasie rzeczywistym na ekranie. Dzieki
maksymalnemu pochyleniu wynoszacemu 55° uzytkownicy mogq badac
probki pod roznymi katami bez utraty ostrosci lub jakosci obrazu.
(Patrz rysunek 2)

Obrazowanie w trybie mieszanym SE i BSE

Mikroskop NANOS umozliwia jednoczesne wyswietlanie obrazéow uzyskanych
z elektronéw wtdrnych (SE) oraz elektrondw wstecznie rozproszonych (BSE),
ktére mogg by¢ naktadane na siebie lub wyswietlane obok siebie,
zapewniajgc  kompleksowy obraz  powierzchni i sktadu  probki.

(Patrz rysunek 1)

Rysunek 1 — Tryb mieszany, tatwe naktadanie obrazéw SE oraz BSE

Rysunek 2 — Obrazy z mikroskopu NANOS z nachyleniem +15° i -38,5°
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Mikroskop | NANOS

Niska préznia w celu zmniejszenia ilosci tadunku

Mikroskop NANOS oferuje elastycznos¢ obserwacji probek zaréwno w
trybie wysokiej, jak i niskiej prozni. W trybie wysokiej prozni probki
nieprzewodzace mogg ulega¢ efektom zwigzanym z gromadzeniem sie
tadunkdw, w wyniku ktdrych na powierzchni gromadza sie elektrony,
powodujac znieksztatcenie obrazu. Aby temu zaradzi¢, mikroskop
NANOS jest wyposazony w tryb niskiej prozni, ktory ogranicza lub
eliminuje efekty zwigzane z gromadzeniem sie fadunkéw. Przetaczanie
miedzy trybem wysokiej i niskiej prozni jest proste i wymaga zaledwie
jednego klikniecia myszka, co pozwala uzytkownikom efektywnie
zarzadzac rdznymi typami probek i warunkami ich badania.

Tryb topograficzny

Zaawansowany detektor BSE mikroskopu NANOS, dzieki w petni
sterowanej 4-kwadrantowej budowie, umozliwia tworzenie wysokiej
jakosci obrazdw topograficznych. W trybie standardowym detektora
BSE , uzytkownicy rejestrujg dane dotyczace skiadu, natomiast tryb
topograficzny  wykorzystuje  rdzne kombinacje  poszczegdlnych
segmentow, aby uwydatnic cechy powierzchni poprzez efekty
cieniowania. Technika ta zapewnia cenne informacje na temat
chropowatoséci powierzchni, pomagajgc w lepszym zrozumieniu
charakterystyki materiatéw. (Patrz rysunek 3)

tatwo wymienialne zrédto elektronow

Zrédtem elektronéw emitowanych termicznie w mikroskopie NANOS
jest katoda wolframowa sterowana za pomoca elektromagnetycznych
soczewek cewkowych i deflektoréw elektrostatycznych. W trybie ECO
katoda zapewnia wydtuzong zywotno$¢ wynoszacg kilkaset godzin, caty
czas zapewniajac obrazowanie w wysokiej rozdzielczosci. Uzytkownicy
moga tatwo samodzielnie wymieni¢ zrodto przy uzyciu prostego
narzedzia do pozycjonowania, minimalizujgc przestoje
i zapobiegajac kosztownym wymianom czesci lub wizytom serwisowym.

Elastyczne napiecia przyspieszajace

Mikroskop NANOS umozliwia regulacje napiecia przyspieszajacego
w zakresie od 1 kV do 20 kV, co zapewnia elastycznos¢ w wielu réznych
aplikacjach. Nizsze napiecia sg idealne do ochrony prébek wrazliwych na
promieniowanie, natomiast wyzsze napiecia umozliwiajg szybsza i bardziej
wydajng analize EDS oraz mapowanie. Ta elastyczno$¢ w dziataniu
zapewnia optymalng wydajno$¢ zardwno w przypadku obrazowania,
jak i analizy pierwiastkowe;j.

Kolorowa kamera do nawigacji

Mikroskop NANOS jest wyposazony w optyczng kamere nawigacyjng,
ktéra po wiozeniu probki zapewnia petny obraz pola widzenia. Umozliwia
to szybka identyfikacje obszaréw bedacych przedmiotem zainteresowania,
nawet przy duzym powigkszeniu, dzieki czemu uzytkownicy zawsze
doktadnie wiedza, gdzie sie znajduja.

Rysunek 3 — Obraz topograficzny krystalicznej skaty wykonany przy uzyciu
mikroskopu NANOS
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Analiza pierwiastkowa | Odkryj EDS

Wykorzystaj petny potencjat swojego nastotowego mikroskopu SEM serii NANOS dzieki
intuicyjnemu, w petni zintegrowanemu oprogramowaniu Semplor Discover EDS. Od szybkiego
mapowania pierwiastkdbw po precyzyjna identyfikacje pikéw i doktadna analize iloSciowa —
Discover EDS upraszcza kazdy etap procesu analitycznego. Intuicyjny panel sterowania i ptynna
integracja zapewniaja szybkie i niezawodne wyniki bez zadnych zaktécen. Niezaleznie od tego,
czy pracujesz z rutynowymi probkami, czy zajmujesz sie ztozong charakterystyka materiatow,
Discover EDS gwarantuje najwyzsza precyzje bez zadnych ograniczen.

Mapowame na iywo nafyc‘hmlastowq wizualng Analiza skanowania liniowego
l:‘ mformaqq zwrothq d } Generuj profile sktadu w wysokiej rozdzielczosci, aby badaé¢ gradlenty
v oo i granice materiatdw, co doskonale sprawdza sie w przypadku 3
materiatéw o ztozonej strukturze.

3, Struktura projektu typu ,,wszystko w jednym”

% Natyéhmlastowa ldéntyflkac_]a i oznaczame T Wszystko uporzadkowane w jednym pliku. Wszystkie obrazy, dane
;loscrowe p1ervylastkow ‘ g8 ahalityczne i wyniki  sg  przechowywane w  jednym,
Szybko identyfikuj i oznaczaj ilosciowo poszcZEgOINENp e ym zarzadzaniu projekcie, gotowym do analizy lub
przy minimalnym naktadzie pracy. Wiatygodnes
dostarczane w ciggu kilku sekund, zapewnla : »
potrzebnych informacji. R

; -3 § “profesjonalne, gotowe do publikacjje‘;?ap'

Zaawansowane taczenie map# R A ) ' Klikniecia. Usprawnij przeptyw fprat:’y_

Potgcz mapy pierwiastkéw z obrazami P ; ) N ' przestarzatymi,  skomplikowa

jasniejszg i bardziej szczegdtowa interbre : 50 | o ¥

Uzyskaj doskonate wyniki przy uzyciu tej zaawansowar

Wybér widma mapy ' k- : m ow. wytwarza wysokle‘ natezenie wigzki

Wybierz i przeanalizuj widma z wybranych ot;szarév_\( Ui 2 N kg  szybkosc. zliczania promieniowania

aby uzyskac precyzyjna klasyfikacje i porownanie materiatow. e C fis .rateé)’ — idealne rozwigzanie do
iec wiastkowych o wysokiej rozdzielczosci
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Analiza pierwiastkowa | Odkryj EDS

Widmo w czasie rzeczywistym

Oprogramowanie Discover EDS wyswietla widma w czasie rzeczywistym
na obrazie SEM Ilub wybranym punkcie, a wartosci pikow s3
aktualizowane na biezgco. Wysoka szybkos¢ zliczania zapewnia ostre,
pozbawione szumoéw wyniki od pierwszej sekundy, co ulatwia
optymalizacje na zywo. Kazde pozyskane dane sg wiarygodne, stabilne
i natychmiast gotowe do analizy.

Analiza ilosciowa i identyfikacja pierwiastkow

Przetwarzanie widm na wyniki iloSciowe wymaga minimalnego naktadu
pracy. Zaawansowane algorytmy zapewniaja odejmowanie tfa
i dekonwolucje pikdw, natychmiast wyliczajac doktadne stezenia. Kazde
widmo staje sie w petni oznaczonym zestawem danych gotowym do
publikacji bez koniecznosci wykonywania dodatkowych czynnosci.

Mapowanie na zywo z natychmiastowa wizualna
informacja zwrotna

Mapy pierwiastkow sg tworzone stopniowo podczas zbierania danych,
ukazujac rozktad przestrzenny wraz z postepem mapowania. Mapy ptynnie
facza sie z obrazami SE i BSE, zapewniajac natychmiastowy wglad
w sktad. Szybkie, ciggte uaktualnianie danych pozwala wczesnie dostrzec
réznice w materiale, zapewniajac przejrzystosc i wydajnosé kazdej analizy.

Skanowanie liniowe

Profile liniowe s3 generowane wzdtuz dowolnej wybranej Sciezki,
precyzyjnie wykreslajgc stezenia pierwiastkdw. Przejscia, gradienty
i polaczenia sa wyraznie widoczne, co zapewnia dogtebny wglad
w ztozone struktury. Proces ten jest szybki, intuicyjny i plynnie
zintegrowany z przeptywem pracy.
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Oprogramowanie | Poznaj aplikacje

Aplikacja Semplor Explore przeksztatca standardowe obrazowanie SEM w zaawansowang
charakterystyke materiatow — analize czastek, wtokien oraz analize 3D — wszystko to jest
wbudowane w nastotowy mikroskop SEM serii NANOS.

Zaawansowana analiza obrazu w zasiegu reki Analiza dostosowana do kazdej aplikacji
Aplikacja Semplor Explore rozszerza mozliwosci analityczne Dostepne s3 trzy specjalistyczne opcjonalne moduty,
nastotowego mikroskopu SEM serii NANOS o zestaw dostosowane do réznych aplikacji:

zaawansowanych narzedzi do charakteryzowania probek. Te
opcjonalne moduty, ptynnie zintegrowane z systemem
NANOS, sg dostepne po jednym kliknieciu, zapewniajac
ptynng i wydajng prace bez koniecznosci opuszczania
$rodowiska SEM. * Analiza 3D

e Analiza czastek
e Analiza widkien

Wykorzystaj peten potencjat analityczny swojego nastotowego

mikroskopu SEM serii NANOS. Aplikacja Semplor Explore zapewnia
anaiize czastek, witokien i obrazow 3D w jednym zintegrowanym
rozwiazaniu.
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Oprogramowanie | Poznaj aplikacje

Analiza czastek

Wykrywanie, analiza iloSciowa i pomiar czastek, poréw lub ziaren z duza precyzjg. Aplikacja
Explore oferuje wiele metod segmentacji — w tym segmentacje poprzez progowanie oraz
segmentacje wododziatowa — pozwalajacych pokonac trudnosci zwigzane z dyspersjg czastek lub
przygotowaniem probek. Nawet czastki stykajace sie ze soba moga zostac rozdzielone i poddane
indywidualnej analizie. Wyniki obejmujg rozmiar, powierzchnige, obwdd, wskazniki ksztattu
i rozktady liczbowe, z naktadkami wizualnymi, ktdre wyraznie pokazujg granice czastek.
Uzytkownicy moga zapisywac wiele warstw analizy w ramach jednego projektu, poréwnywac
metody segmentacji oraz eksportowac rozktady, dane morfologiczne i spersonalizowane raporty
statystyczne — idealne zaréwno dla nauk o materiatach, jak i probek biologicznych.

Analiza wtokien

Ten modut, zaprojektowany specjalnie do analizy widkien, mierzy Srednice, orientacje i krzywizne
oraz moze doktadnie $ledzi¢ naktadajace sie lub stykajace sie widkna. Rozkiady orientacji
i charakterystyka poréw s generowane automatycznie, dostarczajgc cennych statystyk
dotyczacych tekstylidw, wtdknin, materiatdw z widkien elektroprzedzonych i innych. Wyniki mozna
eksportowac i tatwo wigczy¢ do procesu badawczego lub sprawozdawczego.

Analiza 3D

Twoérz  realistyczne  rekonstrukcje 3D i iloSciowe mapy wysokosci  bezposrednio
z obrazéw SEM. Modut obstuguje kilka podejsc:
o Rekonstrukcja pary stereo przy uzyciu obrazéw uzyskanych pod rdéznymi katami nachylenia
o Topografia detektora BSE z czterema kwadrantami, tworzaca skalibrowane mapy wysokosci
na podstawie jednego skanu
e Renderowanie pojedynczego obrazu w celu uzyskania szybkiej i wiarygodnej wizualizacji
morfologii w 3D.

Wszystkie te metody dostarczajg zaréwno jakosciowych informacji, jak i wiarygodnych pomiaréw
metrologicznych, pod warunkiem ich prawidtowej kalibracji.

Rysunek 4 — Obraz z mikroskopu NANQS:wiertta dentystycznego, nachylongo pod-katen -38,5 stopnia w S# Y
4 i . & &
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Specyfikacja

TRYB OBRAZOWANIA

OSWIETLENIE

DETEKTOR

KAMERA NAWIGACYJNA
FORMATY OBRAZOW
INTERFEJS UZYTKOWNIKA

STOLIK NA PROBKI

ROZMIAR PROBKI

SPECYFIKACJA EDS

OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA SYSTEMOW

WARUNKI OTOCZENIA

Optyczny

SEM

Rozdzielczos¢

Rozdzielczo$¢ przechwytywania
Swiatto optyczne

Elektron optyczny

Napiecia przyspieszenia

Typ detektora

Aktywny obszar detektora
Rozdzielczos¢ energetyczna
Maksymalna szybkosc zliczen

Integracja sprzetowa

Zajmowana powierzchnia

Waga
Pompy

Stacja robocza

Temperatura
Wilgotnos¢

Zasilanie

2-i 12-krotny zoom optyczny z maksymalnym 60-krotnym zoomem cyfrowym
Zakres powiekszenia: 100—200 000x

<8nm

Do 4096 x 4096 pikseli (4K)

Jasne pole

Zoptymalizowane zrédto termoelektronowe (wolframowe)

Zywotnosé: ponad 1000 godzin pracy w trybie ECO

Domyslnie: 1, 2,5, 7,10, 15i 20 kV

Detektor elektronow wtdrnych (SED)

Detektor elektronow wstecznie rozproszonych (BSD) - 4 kwadranty
Detektor spektroskopii dyspersji energii (EDS) - wbudowany

Kolorowa

JPEG, TIFF, PNG, BMP

Komunikacja, obrazowanie i analiza odbywajg sie na jednym monitorze,
sterowanym bezprzewodowg myszg i klawiaturg.

Mozliwos$¢ zdalnego sterowania i diagnostyki.

Sie¢, USB, stacja robocza

Recznie regulowany stolik eucentryczny (+15° do -40°)

Sterowany komputerowo stolik X, Y: 25 x 25 mm

Srednica do 45 mm (maks. nachylenie od +15° do -15°)

Wysoko$¢ do 19 mm (opcjonalnie 40 mm)

Krzemowy detektor dryfu (SDD), chtodzony termoelektrycznie

30 mm?

@ Mn Ka<132eV

300 000 cps

W petni zintegrowany SDD, procesor impulsow i generator skanowania.
Instalowany na komputerze z systemem Windows i sterowany za pomocg
interfejsu uzytkownika.

Analiza punktowa EDS, analiza liniowa i mapowanie.

Funkcje eksportu.

280 (szer.) x 470 (gt.) x 550 (wys.) mm

62 kg

Turbo-molekularna pompa Pfeiffer i bezolejowa membranowa pompa
prézniowa.

Tryb SEM wysokiego prozni (standardowy).

Tryb niskiej prézni (standard): préznia 40 Paskali dla zmniejszenia iloSci
fadunku.

Poziomy prozni sterowane przez silnik za posrednictwem panelu
uzytkownika.

Wstepnie skonfigurowany komputer All-in-One z 27” monitorem.
Zainstalowane oprogramowanie do obrazowania SEM i analizy EDS.
15°C - 25°C (59°F - 77°F)

20-80% wilgotnosci wzglednej

System w typowym trybie obrazowania: 110 W (maks. 140 W)

Wytaczny dystrybutor Semplor w Polsce. p

"SHIM-POL A.M. Borzymowski" E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka, Spétka Jawna

e-mail: biuro@shim-pol.pl, tel.: 22 72 27 048 b
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